Solution for researching

Cesta De Limpeza De Porta-Wafer Personalizada Em Ptfe:

Resistente A Corrosao, Nao Lixiviante E Suporte Para

Experimentos De Polimeros De Alto Desempenho
Numero do item: PL-CP264

introducao

Porta-wafers de PTFE personalizados e cestos

de limpeza de alto desempenho projetados para
pesquisa de semicondutores e polimeros. Com
excelente resisténcia a corrosao e propriedades
de lixiviacao zero, essas solucdes sob medida
garantem processamento livre de contaminacao
em ambientes quimicos exigentes para

Aplicacao

Ataque Umido de
Semicondutores

Andlise de Metais Trago

Sintese de Polimeros

Fabricagdo de Células
Solares

Limpeza Farmacéutica

Deposigao Eletroquimica

Processamento de
Optoeletronica

Secagem de Alta
Temperatura

Detalhes da Especificacao (Série PL-CP264)

Identificacdo do Produto
Material Principal

Status de Personalizacao
Faixa de Temperatura
Compatibilidade Quimica

Configuracdao de Ranhuras

aplicacobes laboratoriais e industriais de alta

precisao atualmente.

Saiba mais

Fixacéo de wafers de silicio durante processos de ataque a base de &cido para remover
6xidos ou definir padrées.

Limpeza de vidraria e amostras em banhos de acido de alta pureza para pesquisa ambiental

ou geoldgica.

Suporte a portadores de catalisador ou substratos em reagdes a base de solvente de alta
temperatura.

Transporte de substratos de silicio de grande formato através de banhos de limpeza e
texturizagdo em multiplos estagios.

Esterilizagdo e limpeza de componentes delicados de vidro ou metal em solugdes
detergentes agressivas.

Fixagao de substratos durante revestimento ou deposigdo de metal em solugdes eletrdlitas
corrosivas.

Limpeza e manuseio de substratos de vidro ou safira para fabricagdo de LEDs e diodos
laser.

Movimentagédo de wafers de banhos Umidos diretamente para cdmaras de secagem
aquecidas ou fornos.

Porta-Wafer Personalizado PL-CP264

PTFE Virgem de Alta Pureza (PFA opcional disponivel)

100% Sob Medida / Fabricado sob Encomenda

-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)

Universal (Todos os &cidos, bases, solventes, exceto metais alcalinos fundidos)

Personalizavel (Largura, Passo, Angulo e Profundidade)

Beneficlo Principal

A inércia quimica evita a contaminagao do banho.

A lixiviacdo zero de metais garante precisdo
analitica.

Alta resisténcia térmica e superficie antiaderente.

Construgao duravel para rendimento de alto
volume.

Conformidade com padrdes de alta pureza e néo
contaminagao.

Isolamento elétrico e estabilidade quimica.

Manuseio sem arranhdes e enxague sem
residuos.

Mantém a integridade estrutural até 260°C.
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Detalhes da Especificacao (Série PL-CP264)

Compatibilidade com
Wafers

Tamanhos personalizados para 1", 2", 4", 6", 8", 12" ou formatos n&o padréo

Método de Fabricacdao Usinagem CNC de Alta Preciséo
Acabamento de Superficie Liso, de baixa fricc&o, ndo poroso
Opcoes de Alca Integrada, Destacavel ou Interface Robética

Capacidade por Lote Projetado conforme especificagdo do usuario (Um ou Varios Wafers)
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